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発明の概要 【課題】 
筐体の⽔平載置が困難でも適正位置に⼆次元図形を投影可能な墨出し装置を提供
する。 
【解決⼿段】 
墨出し装置１は、墨出し図形を投影する投光器１０と、⽔平の直⾓な２⽅向及び鉛
直下⽅に３つのレーザー光ＬＢ１、ＬＢ２、ＬＢ３を照射するマルチ発光装置２０
と、第１及び第２の傾斜センサ３１、３２と、撮像装置３３と、これらが固定され
た筐体６０と、制御装置５０とを備える。マルチ発光装置２０は、筐体６０に対し
て発光部材２２を向き可変に取り付ける⾃在⽀持部材２３と、第３のレーザー光Ｌ
Ｂ３が鉛直下⽅に延びる発光部材２２の向きを維持する錘２９とを有する。制御装
置５０は、撮像装置３３で撮像された載置⾯ＳＦの基準マークに対する第３のレー
ザー光ＬＢ３の位置ずれ量及び回転ずれ⾓度、並びに第１及び第２の傾斜センサ３
１、３２で検出された投光器１０の傾きに基づいて、投光器１０から照射される可
視光線束の⽅向を補正する。 
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